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Pelayo, de la Universidad de Zaragoza, su ayuda en la caracterizacion de dispositivos, asi como
las posteriores discusiones, siempre creativas, tratando de explicar el comportamiento de los
mismos.

Asimismo, el constante interés de Laura Lechuga, Francisco Prieto, Borja Septlveda,
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També voldria expressar la meva gratitud envers la Mar Puyol i en Julidan Alonso, del
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tingués la paciéncia (i s’ha de tenir molta) d’explicar-me el funcionament de les membranes,
aixi com la cessio les dades presentades en aquest treball.

No es posible olvidar el agradecimiento a José¢ Antonio Plaza. En él he encontrado a
alguien que es capaz de realizar una labor investigadora de muy alto nivel, manteniendo siempre
el buen humor y las bromas. jSus ideas y su entusiasmo parecen no tener fin!.

Siguiendo con José Antonios, e igualmente igual de importante es el recuerdo dirigido
a José Antonio Rodriguez, de la Universidad de la Habana. Cada vez que he tenido la suerte de
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Voldria deixar palesa també la meva gratitud envers Na Isabel Alonso, en Miquel
Garriga, en Narcis Mestres, de ’'ICMAB i també a n’Ali Benmessaoud, per la caracteritzacid
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propietats optiques dels materials.

I would also like to thank Don Johnson, Scott Heidemann and Mark Shaw, from
Microchem® for their help, support and dedication that allowed obtaining the first SU-8
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En ésta tesis, hay una parte importante de simulacion. Esta no habria sido posible sin
la ayuda de David Jiménez, de la ETSEE (UAB) el cual siempre tuvo un momento para
comparar mis simulaciones con las suyas.
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